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高性能センサー等の次世代デバイス素子を実現することを目的とした、化学気相成長法(CVD)による局
所部位へのカーボンナノ構造（カーボンナノチューブ(CNT)、カーボンナノウォール(CNW)）成長を支
援する。超高分解能プローブ顕微鏡(SPM)探針等への応用が可能である。短パルス YAG レーザー照射
によるナノ，マイクロ構造の加熱による微粒子作成、及び抵抗加熱法による種々の材料の真空蒸着を支
援する。 
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パルスレーザー加熱装置 パルスレーザー加熱により
生成した金マイクロ粒子 

カーボンナノチューブ生成装置 


